Программа вступительных испытаний в магистратуру
на направление 200500 «Лазерная техника и лазерные технологии»

1. Физические основы получения информации. Определения магнитных величин. Эталоны. Классификация электромагнитных измерительных преобразователей. Оптоэлектрические преобразователи. Источники излучения. Каналы передачи световой энергии. Приемники излучения. Основные структурные схемы оптоэлектрических преобразователей и приборов.
2. Электрические измерения. Генераторы и источники сигналов. Осциллографические измерения. Методы осциллографических измерений напряжений, частот и отношения частот, временных интервалов и фазовых сдвигов. Измерение параметров тока и напряжения. Вольтметры. Измеряемые параметры напряжений и токов: мгновенное, среднее (постоянное), среднее выпрямленное, среднее квадратическое, среднее выпрямленное векторное (квадратурное). Измерение мощности. Измерение параметров элементов цепи. Измерение времени и частоты. Измерение фазового сдвига. Информационно-измерительные системы. Измерение мощности и энергии. Принципы. Приборы. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация. Виды метрологии (законодательная, теоретическая и практическая). Государственная система обеспечения единства измерений. Классификация измерений (прямые, косвенные, совокупные и  совместные). Методы и принципы измерений. Классификация методов измерений. Средства измерений. Классификация средств измерений. Эталоны, калибры и стандартные образцы, образцовые и рабочие средства измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Погрешности и их классификация, чувствительность, порог чувствительности и другие метрологические характеристики. Классы точности средств контроля и измерения. 

4.Материаловедение и технология конструкционных материалов. Строение металлов и сплавов. Механические свойства металлов и сплавов. Пластическая деформация. Термическая и химико-термическая обработка. Конструкционные материалы. Конструкционные пластики, композиты, электротехнические материалы. 

5. Электроника. Специальные типы операционных усилителей, аналоговые фильтры, коммутаторы, стабилизаторы. Устройства выборки-хранения, пиковые детекторы. Импульсные стабилизаторы и источники питания. Способы повышения характеристик основных функциональных схемотехнических модулей. Цепи постоянного и переменного ток, переходные процессы, линии с распределенными параметрами, нелинейные элементы, магнитные цепи, электромеханические приборы, полупроводниковые элементы, биполярные и полевые транзисторы, операционные усилители. Схемотехника измерительных устройств. Аналоговая обработка сигналов. 
6. Компьютерные технологии в приборостроении и оптотехнике. Роль и задачи компьютерных технологий. Типовые элементы и средства автоматизации. Принципы взаимодействия открытых систем. Физические среды передачи данных, топология локальных сетей, промышленные стандарты передачи информации. Сигнальные процессоры. Программные средства сбора и обработки информации. Типовые элементы средств автоматизации технологических циклов. Программное обеспечение для создания систем управления производством и технологическими процессами. Структурная схема ЭВМ, функциональные узлы и блоки. Накопители информации. Устройства отображения информации. Устройства ввода информации. Сети и коммуникации. Программные средства вычислительной техники. Типы программного обеспечения. 
7. Оптотехника и лазерные технологии. 
Основы фотометрии. Основные законы оптики. Интерференция. Когерентность. Дифракция света. Дисперсия и поглощение света. Поляризация света. Рассеяние света. Фотоэффект. Тепловое излучение. Люминесценция. Источники света. Спектральная чувствительность глаза человека. Временная когерентность. Пространственная когерентность. Брэговская решетка. Дифракционная решетка. Ширина спектральной линии. Интегральное соотношение Френеля-Кирхгофа для распределения электромагнитного поля на зеркале.  Основное отличие лазера и лазерного усилителя. Оптическая сила линзы. Понятие энергосъема в проточных газодинамических лазерах. Эквивалентный конфокальный резонатор. Теоретический КПД инжекционного лазера с p-n переходом. Метод Вернейля. Открытый резонатор лазера. Главные плоскости оптической системы. Виды шума в фотоприемнике. Объемные резонаторы. Тепловой приемник. Решение интегрального уравнения Кирхгофа. Степень поляризации лазерных пучков. Измерение энергетической силы света (силы излучения). Установление режима лазерной генерации. Дифракционные решетки. Твердые активные среды. Измерение энергетической освещенности (облученности). Твердотельные, жидкостные, газовые, полупроводниковые лазеры. Фокальная и плоскость изображения оптической системы. Дисперсия дифракционной решетки. Способы накачки газовых лазеров. Эффект Керра. Объектив Кассегрена. Применение лазеров в науке, промышленности и других отраслях экономики. 
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